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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水処理装置であって、金属製のスリーブ（１）が設けられており、該スリーブ（１）内
に少なくとも１つの金属製の犠牲陽極（４）が配置されており、該犠牲陽極（４）が、ス
リーブ（１）に導電的に接続されている形式のものにおいて、特に１つの犠牲陽極（４）
の清浄化を、渦流付与された水流れによって達成するために、スリーブ（１）内に、流れ
方向で見て１つの犠牲陽極（４）の前方に、水流れに渦流を生ぜしめる少なくとも１つの
金属製の渦流発生体（９，９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄ）が配置されており、１つの渦流発生
体（９，９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄ）が、互いに異なる形式で方向付けられた多数の孔付き
金属薄板を有していることを特徴とする、水処理装置。
【請求項２】
　１つの渦流発生体（９，９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄ）が、直接的な電気的なコンタクトに
対して、絶縁性のエレメント（１０）によって１つの犠牲陽極（４）から分離されている
、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　少なくとも１つの渦流発生体（９，９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄ）が、少なくとも１つの犠
牲陽極（４）の前後に配置されている、請求項１または２記載の装置。
【請求項４】
　１つの犠牲陽極（４）の前後の渦流発生体（９，９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄ）が同一であ
り、流れ方向に対する位置決めにおいて９０゜だけ回動させられている、請求項３記載の
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装置。
【請求項５】
　１つの渦流発生体（９，９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄ）と１つの犠牲陽極（４）との間に、
特にスペーサ（１４）によって所定の間隔が設けられている、請求項１から４までのいず
れか１項記載の装置。
【請求項６】
　１つの渦流発生体（９，９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄ）が、位置固定エレメント（１３）に
よって局所的に位置固定されている、請求項１から５までのいずれか１項記載の装置。
【請求項７】
　１つの渦流発生体（９，９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄ）が、通路および／または孔を備えた
少なくとも１つの水通過エレメント、特に孔付き金属薄板によって形成されている、請求
項１から６までのいずれか１項記載の装置。
【請求項８】
　１つの渦流発生体（９，９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄ）の１つの孔付き金属薄板が、特に差
込み結合部（９ｄ）によって互いに固定されている、請求項１から７までのいずれか１項
記載の装置。
【請求項９】
　１つの渦流発生体（９，９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄ）が、特に穿孔された、流れ方向で螺
旋状にねじられた金属薄板（９ｃ）を有している、請求項１から８までのいずれか１項記
載の装置。
【請求項１０】
　１つの渦流発生体（９，９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄ）が、流れ方向に対して垂直に互いに
間隔を置いて配置された２つの孔付き金属薄板（９ａ，９ｂ）によって形成されており、
両孔付き金属薄板（９ａ，９ｂ）の間に、特に穿孔された少なくとも１つの別の金属薄板
（９ｃ）が延びている、請求項１から９までのいずれか１項記載の装置。
【請求項１１】
　１つの渦流発生体（９，９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄ）が、少なくとも１つの孔付き金属薄
板を有しており、該孔付き金属薄板が、それぞれ異なる横断面形状および／または横断面
サイズを備えた多数の孔を有している、請求項１から１０までのいずれか１項記載の装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水処理装置であって、金属製のスリーブが設けられており、該スリーブ内に
少なくとも１つの金属製の犠牲陽極が配置されており、該犠牲陽極が、スリーブに導電的
に接続されている形式のものに関する。
【０００２】
　水管路網に使用するためのこのような水処理装置は、公知先行技術、たとえばアメリカ
合衆国特許第３９７４０７１号明細書によって公知である。当該刊行物には、金属製のス
リーブを備えた水処理装置が開示されている。スリーブ内には、流路に沿って螺旋状にね
じられた犠牲陽極が挿入されている。この場合、螺旋形状によって、水と陽極の表面との
間の密な接触が確保されるようになっている。
【０００３】
　このような水処理装置の作用は電気めっき原理に基づいている。この電気めっき原理で
は、類似しない２種類の金属の間の伝導性の接続によって、両金属のそれぞれ異なる原子
価に基づき、両金属の一方が犠牲陽極としてその金属イオンを水内に遊離する。この金属
イオン遊離は、たとえば、このような水処理装置が位置する水管路網の管内面に防食層を
形成することができることによって有利な影響を生ぜしめることが分かった。
【０００４】
　また、金属イオン遊離が水内容物質、たとえばスケール形成する物質のアグロメレーシ
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ョンを生ぜしめることも観察された。これによって、処理されない水に比べて、水内容物
質の、増大させられた拡大された粒子サイズが、恐らく金属イオンにおける核生成によっ
て生ぜしめられる。特にアグロメレーションによる水内容物質の増大によって、後続の管
路網にこの内容物質がほとんど堆積し得ず、これによって、このような水処理装置を有す
る管路網で管の有効な内側横断面を堆積物から解放することができることが達成される。
このような水処理装置なしでは、水管路管が時間の経過において外側の縁部から内部に向
かって、たとえば石灰堆積物によって徐々に閉塞する傾向を認めることができる。
【０００５】
　このような水処理装置の主要な作用は、犠牲陽極の金属イオンの妨害されない遊離に基
づいているので、冒頭で述べた形式の水処理装置の最適な運転のためには、均一な金属イ
オン遊離が運転時間の経過において保証され続けることが確保されなければならない。公
知先行技術において公知の慣用の水処理装置では、犠牲陽極が時間の経過において汚物に
よって最適な有効性を喪失し、これによって、時間の経過において、ますます少ない金属
イオンが水内に放出され、公知の水処理装置の有利な作用を低下させることを確認するこ
とができる。
【０００６】
　本発明の課題は、冒頭で述べた形式の水処理装置を改良して、犠牲陽極からの金属イオ
ン遊離の最適な活性が長い時間にわたって維持され続けるようにすることである。
【０００７】
　この課題は、本発明によれば、スリーブ内に、流れ方向で見て１つの犠牲陽極の前方に
、水流れに渦流発生させる少なくとも１つの金属製の渦流発生体が配置されていることに
よって解決される。
【０００８】
　まさに水流速が僅かな場合には、水管路網において管の内部に層状の水流れが生ぜしめ
られ得る。この場合、流速は管壁の領域で極めて僅かである。この領域に配置された犠牲
陽極または自体通路状にもしくは管状に形成された犠牲陽極もその表面で緩速の水流れに
よってしか接触されず、これによって、この表面に不純物が堆積し得る。この不純物はイ
オン放出ひいては水処理装置の有利な作用の低減に通じ得る。
【０００９】
　流れ方向で見て１つの犠牲陽極の前方に配置された金属製の渦流発生体の本発明による
使用によって、水渦流付与が犠牲陽極の前方でまたは犠牲陽極内でまたは犠牲陽極を巡っ
て達成され、これにより、まさに渦流付与された水流れによって、清浄化作用を１つの犠
牲陽極に実現することができる。これによって、汚物の堆積が阻止され、したがって、犠
牲陽極の有効性が長い時間維持される。さらに、流動する水への本発明により生ぜしめら
れる渦流付与によって、犠牲陽極の金属イオンの高められた遊離も生ぜしめられるので、
これによって、このような水処理装置の有利な作用がさらに一層向上させられる。渦流発
生体によって、場合により層流が乱流になるかまたは乱流がさらに別の流れを被ることが
確実に生ぜしめられる。
【００１０】
　さらに、金属から成る少なくとも１つの渦流発生体の使用は、別の材料に比べて、この
ような渦流発生体が特に高い耐用年数を有しており、これによって、本発明による水処理
装置が、１つまたはそれ以上の犠牲陽極の徐々の消費によってしか消耗されないという利
点を有している。
【００１１】
　電気めっき作用を発生させるためには、スリーブと、このスリーブ内に配置された少な
くとも１つの犠牲陽極とに対して、類似しない金属を使用することができる。たとえば、
スリーブに対して砲金を使用することができるのに対して、犠牲陽に対して、たとえば亜
鉛を使用することができる。また、周知の別の金属コンビネーションを選択することも当
業者には可能である。
【００１２】
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　有利には、金属製の渦流発生体に対して特殊鋼が選択される。なぜならば、この材料は
その硬さおよび耐食性に基づき特に長い耐用年数を有しているからである。付加的に別の
貴金属コーティング層が設けられていてよい。さらに、特殊鋼から成る１つの渦流発生体
と、水処理装置の別の金属との間の場合により存在する電気めっき作用は極めて僅かであ
り、これによって、金属製の渦流発生体の、犠牲陽極としてさえ作用する傾向が極めて僅
かとなる。
【００１３】
　１つの犠牲陽極と金属製のスリーブとの間の電気めっき作用の妨害を回避し、さらに、
金属製の渦流発生体自体の犠牲傾向を阻止するために、有利には、１つの渦流発生体が、
１つの犠牲陽極との直接的な電気的なコンタクトに対して絶縁されていることが提案され
ていてよい。
【００１４】
　このためには、たとえば、金属製の渦流発生体と犠牲陽極との隣り合った配置時に、渦
流発生体と犠牲陽極との間に絶縁性のエレメントが配置されていることが提案されていて
よい。また、有利には、１つの渦流発生体と１つの犠牲陽極との間に、特に両エレメント
の間のスペーサによって所定の間隔が設けられていることが提案されていてもよい。した
がって、第１に、すでに間隔を置いて配置することによって、渦流発生体と犠牲陽極との
間の絶縁を達成することができる。この場合、スペーサ自体が絶縁性の材料から形成され
ているかまたは、スペーサが金属で形成される限り、このスペーサが渦流発生体および／
または犠牲陽極に対して、たとえば絶縁性のエレメントの間挿によって絶縁性に配置され
る。
【００１５】
　さらに、間隔を置いて配置することによって、渦流発生体の後方に水の特に強い渦流が
形成され、したがって、犠牲陽極の清浄化活性および増加させられたイオン遊離に高めら
れて寄与することを確保することができる。
【００１６】
　金属製の渦流発生体と１つの犠牲陽極との間の絶縁の前述した構成に対して補足的に、
特に有利には、１つの金属製の渦流発生体を１つの犠牲陽極だけでなく金属製のスリーブ
からも完全に絶縁してスリーブの内部に配置することが提案されていてよい。このことは
、相応の絶縁エレメントによって行うことができる。この絶縁エレメント内または絶縁エ
レメントの間には１つの渦流発生体が埋め込まれている。
【００１７】
　さらに有利な構成では、１つの渦流発生体が、少なくとも１つの犠牲陽極の前後に配置
されていることが提案されていてよい。このことは、水管路網への本発明による水処理装
置の組付け時に組付け方向が考慮される必要がないという構造上の利点を有している。な
ぜならば、組付け方向と無関係に、基本的に、流れ方向で見て１つの犠牲陽極の前方に１
つの渦流発生体が配置されているからである。その上、さらに、流れ方向で見て１つの犠
牲陽極の後方への１つの渦流発生体の配置は、犠牲陽極の遊離された金属イオンが特に良
好に分配されるという本発明による利点を有している。少なくとも１つの犠牲陽極の前後
への渦流発生体の配置時には、補足的に、渦流発生体が、流れ方向に対する位置決めにお
いて９０゜だけ回動させられていることが提案されていてもよい。
【００１８】
　さらに、渦流発生体は強制的に、流動する水に流れ方向で抵抗するので、１つの渦流発
生体が、位置固定エレメントによって金属製のスリーブの内部に局所的に位置固定されて
いることが提案されていてよい。
【００１９】
　本発明による１つの金属製の渦流発生体による水への良好な渦流付与を得るために、簡
単な構成では、このような渦流発生体を、孔および／または通路を備えた、水貫流のため
に適した少なくとも１つのエレメント、特に孔付き金属薄板によって形成することが提案
されていてよい。この場合、当業者は、厚さに比べて大きな拡がりを備えたエレメントを
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金属薄板と解釈する。
【００２０】
　たとえば、このような少なくとも１つの孔付き金属薄板がその金属薄板平面で水流れ方
向に対して垂直にまたは別の方向付けで配置されていてよい。このような孔付き金属薄板
の孔を通る水の流れによってだけですでに、このような孔付き金属薄板の後方に十分な渦
流を発生させることができる。
【００２１】
　有利には、１つの渦流発生体が、互いに異なる形式で位置決めされた多数の孔付き金属
薄板を有していることが提案されていてよい。個々の孔付き金属薄板相互の移動を阻止し
、ひいては、金属製のスリーブの内部での騒音発生も回避するためには、１つの渦流発生
体を有する個々の孔付き金属薄板がそれぞれ互いに固定されていることが提案されていて
よい。このことは、当業者に周知のあらゆる手段、たとえば溶接、ろう接、接着または差
込み結合によっても行うことができる。また、このような渦流発生体を一体に、たとえば
金属鋳造法によって製作することが提案されていてもよい。
【００２２】
　互いに差込み結合による固定時には、個々の孔付き金属薄板がコネクタエレメントを有
しており、このコネクタエレメントが別の孔付き金属薄板の相応のブシュエレメント内に
係合することが提案されていてよい。この場合、たとえば、このブシュエレメントは、こ
のような孔付き金属薄板の孔自体によって実現されていてよい。さらに、差込みエレメン
トは、孔の間の残されたウェブによって１つの孔付き金属薄板の端面に生ぜしめることが
できる。
【００２３】
　別の構成ではまたは前述した構造に対して択一的にも、１つの渦流発生体が、特に穿孔
された、有利には流れ方向で螺旋状にねじられた金属薄板または類似のエレメントを有し
ていることが提案されていてもよい。これによって、螺旋状にねじられた水流れを、相応
に所望の清浄化効果および高められたイオン遊離を伴って、１つの犠牲陽極の前方にかつ
１つの犠牲陽極を通じて、そして、１つの犠牲陽極を巡って生ぜしめることができる。
【００２４】
　また、１つの渦流発生体が、流れ方向に対して垂直に互いに間隔を置いて配置された、
特に穿孔された２つの金属薄板によって形成されており、両金属薄板の間に、特に穿孔さ
れた少なくとも１つの別の金属薄板が延びていることが提案されていてもよい。この場合
、鉛直に形成された、有利には穿孔された金属薄板は、金属製のスリーブの内側横断面に
この箇所でほぼ相当する横断面を有していてよい。
【００２５】
　通常、金属製のスリーブの横断面と孔付き金属薄板の横断面とは円形であるようになっ
ている。連続して配置された２つの金属薄板（両金属薄板の間には、有利には、必ずしも
必要ではないが、特に穿孔された別の１つの金属薄板が延びている）は、それぞれ金属薄
板に配置された孔が流れ方向で見て互いにずらされて配置されており、これによって、流
れ方向で見て、流動する水に対して、連続して配置された孔付き金属薄板の孔を通る妨害
されない流路が存在しないように配置されていてよい。
【００２６】
　渦流発生させる別の妨害は、特に穿孔された少なくとも１つの別の金属薄板が、鉛直な
孔付き金属薄板の間に配置されていることによって達成することができる。金属薄板の間
に配置されたこのような個々の別の孔付き金属薄板は、たとえばその平面でスリーブの軸
方向に方向付けられていてよい。鉛直な金属薄板の間に配置された別の２つの孔付き金属
薄板では、この両孔付き金属薄板が、観察方向に応じて互いに近づく方向もしくは互いに
離れる方向に延びて、比喩的に言えば、互いにほぼV字形に配置されていることが提案さ
れていてよい。有利には穿孔された、より高い個数の別の金属薄板が鉛直な金属薄板の間
に配置されていてもよい。
【００２７】
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　１つの渦流発生体の構造では、この渦流発生体が、少なくとも１つの孔付き金属薄板を
有しており、この孔付き金属薄板が、それぞれ異なる横断面形状および／または横断面サ
イズを備えた多数の孔を有していることが提案されていてよい。したがって、１つの孔付
き金属薄板に、それぞれ異なる直径の円形の孔、しかし、それぞれ異なる横断面形状の孔
も形成されていてよく、したがって、角隅を備えた横断面または円セグメント状の横断面
も１つの孔付き金属薄板の内部に形成されていてよい。
【００２８】
　渦流発生体が、妨害されない水流れを阻止し、したがって、渦流を生ぜしめることが、
渦流発生体に対して重要である。このためには、１つの渦流発生体の具体的な構成は原理
的に重要でなく、前述した構成および後述する構成に限定されていない。
【００２９】
　以下に、本発明による水処理装置の種々異なる構成を図面につき詳しく説明する。
【００３０】
　図１には、斜視図および断面図で、金属製のスリーブ１を備えた本発明による水処理装
置の構成が示してある。スリーブ１は、たとえば砲金（ガンメタル）から製造されている
。この金属製のスリーブ１はその各端領域に、たとえば既存の水管路網に接続するための
接続エレメント２を有している。この場合、この接続エレメントは、ここに図示した事例
では、水管路網で螺合するための雄ねじ山を備えた付設部を有している。接続エレメント
２は金属製のスリーブ１にそれぞれ１つのシールリング３を介して水密に接続されている
。
【００３１】
　このような水処理装置は、図示の接続エレメント２のほかに、たとえば雌ねじ山または
フランジまたはこれに類する接続可能性を備えた任意の別の接続エレメントを有していて
よい。また、接続エレメントがスリーブに一体に結合されているかもしくはスリーブ自体
が相応のねじ山またはフランジを有していることも可能である。図示の水処理装置は、た
とえば有利にはＤＮ０８～ＤＮ２５０の任意の公称幅を有していてよく、これによって、
任意の水管路網での使用を行うことができる。
【００３２】
　水管路網での使用のほかに、水における前述した作用に類似のまたは前述した作用と同
じ作用が達成されるようになっている別の流体に対して処理装置を使用することが提案さ
れていてもよい。
【００３３】
　図１に示した水処理装置の内部では、図示の事例において、金属製の犠牲陽極４がほぼ
中間でスリーブ１内に配置されている。この場合、犠牲陽極は、たとえば金属の亜鉛から
形成されていて、有利にはスリーブ１に対する密な電気的なコンタクトを有している。
【００３４】
　犠牲陽極の１つの構成は、特に明確に図７に示してある。この場合、ここに認めること
ができるように、犠牲陽極４は、亜鉛中実材料からなるほぼ円筒形状を有している。この
場合、１つの犠牲陽極の外径は、この犠牲陽極とスリーブとの間に密な電気的なコンタク
トが存在するように、金属製のスリーブ１の内径に適合されている。
【００３５】
　犠牲陽極と金属製のスリーブ１との間への水の侵入を回避し、ひいては、犠牲陽極４と
スリーブ１との間の乾燥したコンタクトを確保するためには、ここに図示したように、有
利には、円筒状の犠牲陽極体がその周壁面に、間隔を置いて配置された全周にわたって延
びる２つの溝５を有していることが提案されていてよい。両溝５内には、それぞれ１つの
シールリング６が嵌込み可能である。これによって、１つの犠牲陽極の、少なくとも両溝
５の間に位置する領域７が、金属製のスリーブ１に対する乾燥したコンタクト面を形成し
ていることが保証される。
【００３６】
　図１および図６にも認めることができるように、亜鉛中実材料から成る円筒状の犠牲陽
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極体４は、金属製のスリーブ１の内部に犠牲陽極４を通る水流れを保証するために、通路
形成する複数の孔８によって貫通されている。この場合、図６に例示的な両犠牲陽極４で
示したように、それぞれ異なる直径を備えた、それぞれ異なる数の通路を犠牲陽極４の内
部に実現することができる。この犠牲陽極の有効な表面は、水流れ方向に対して垂直な端
面と、特に犠牲陽極４に設けられた通路８の内壁とによって形成される。
【００３７】
　基本的に、犠牲陽極４への形状付与は本発明による作用に関して全く重要でない。
【００３８】
　さらに、図１に示したように、流れ方向で見て犠牲陽極４の前方にかつ流れ方向で見て
犠牲陽極４の後方にも、それぞれ１つの渦流発生体９が金属製のスリーブ１の内部に配置
されている。これによって、流動する水への渦流付与が、特に犠牲陽極の前方、犠牲陽極
内および犠牲陽極の後方で保証される。これによって、清浄化および特に高められたイオ
ン遊離も得られる。
【００３９】
　１つの渦流発生体９と犠牲陽極４との間の直接的な電気的なコンタクトを回避するため
には、渦流発生体９と犠牲陽極４との間に絶縁性のエレメント１０が配置されている。こ
のエレメント１０は、図示の事例では、リングの形で形成されている。このリングは、犠
牲陽極の突出した端面を取り囲むように設けられている。
【００４０】
　犠牲陽極に対する渦流発生体９の間隔を達成するためには、この渦流発生体９がスペー
サ１１を備えている。このスペーサ１１は、図示の事例では、突出したカラーの形で直接
渦流発生体９に一体に成形されているかまたは択一的には、前置されたリングとしても形
成される。
【００４１】
　特に本発明による水処理装置の端面の平面図で明らかであるように、渦流発生体には、
それぞれ異なる直径の孔が配置されている。この場合、流動する水がスリーブの軸方向で
、妨害されない流路を発見することを阻止するために、特に個々の孔もしくは一般的に渦
流発生インサートの孔が、１つの犠牲陽極４に配置された一貫した通路８に対して少なく
とも部分的にずらされて配置されていることが提案されていてよい。
【００４２】
　図１に示した構成では、渦流発生体９が局所的に位置固定されている。このことは、図
示の構成では、渦流発生体９が犠牲陽極４と接続エレメント２との間に挟み込まれること
によって達成される。犠牲陽極に対して両側で行われるクランプによって、全体的に、ス
リーブ１内に配置された全てのエレメントの固い嵌合が保証されている。
【００４３】
　上述した水処理装置の基本的な特性、たとえば寸法記載および材料記載ならびに特性も
同じく、さらに以下の別の全ての構成に当てはまる。
【００４４】
　図２には、再び図６に対してほぼ同構造の犠牲陽極４を備えた本発明による水処理装置
の別の択一的な構成が示してある。この場合、ここでは、図示のように、金属製のスリー
ブ１の接続領域が、このスリーブに配置された雌ねじ山１２によって実現されている。
【００４５】
　同じく流れ方向で見て犠牲陽極４の前後には、絶縁性のリング１０によって分離されて
、渦流発生体９が配置されている。しかし、この渦流発生体９は、図示の構成では、ほぼ
円筒状のエレメントから形成されている。このエレメントも犠牲陽極４と同様に貫通孔を
有している。この場合、１つの渦流発生体９の、犠牲陽極４に面した側の端面は、ほぼ円
錐形の凹部を有している。したがって、最終的に、渦流発生体９の端面と犠牲陽極４との
間に所定の間隔が形成される。
【００４６】
　図示の構成では、渦流発生体９がスナップリング１３によって、このスナップリング１
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３と犠牲陽極との間で金属製のスリーブ１の内部に位置固定されている。
【００４７】
　図３には、図２と同様に、主として、同じ犠牲陽極４を備えた本発明による別の構成が
示してある。この場合、図示の構成では、渦流発生体９が、流れ方向に対して垂直に配置
された第１の孔付き金属薄板９ａと、この孔付き金属薄板９ａに対して間隔を置いて同様
に配置された第２の孔付き金属薄板９ｂとから形成される。両孔付き金属薄板９ａ，９ｂ
の間には、別の孔付き金属薄板９ｃが延びている。この場合、孔付き金属薄板平面９ｃは
、ここでは、有利にはスリーブの中心軸線に配置されている。
【００４８】
　渦流発生体９は、この構成では、たとえば金属製のリングの形のスペーサ１４によって
犠牲陽極４に対して間隔を置いて保持されている。この場合、スペーサ１４と犠牲陽極４
との間には、同じく絶縁性のリング１０が、すでに前述したように配置されている。
【００４９】
　図３に認めることができるように、流れ方向で見て犠牲陽極４の前後に配置された両渦
流発生体９はその位置決めにおいて９０゜だけ回動させられている。
【００５０】
　さらに、特に図３に示した斜視図に認めることができるように、流れ方向に対して垂直
に配置された各両孔付き金属薄板９ａ，９ｂにおける孔数および孔直径はそれぞれ異なっ
ている。
【００５１】
　図３に示した渦流発生体の構成は、特に図７にも良好に認めることができる。ここでは
、丁度図面右上に示したように、それぞれ異なる数および直径を備えた孔配置の選択時に
、それぞれ孔の部分重畳が存在しており、これによって、水がその流れ方向で、妨害され
ない僅かな領域しか通流し得ない。これによって、強い渦流が生ぜしめられる。
【００５２】
　図４には、ほぼ図３と同様に金属製のスリーブ１を備えた本発明による水処理装置の別
の構成が示してある。スリーブ１内には同じく中間に、円筒状の表面で溝内に挿入された
両Ｏリング６を備えた犠牲陽極４が配置されている。この犠牲陽極も同じく、図７に示し
た一般的な形状を有している。図示の事例では、水管路網に対する水処理装置の接続を、
相応に形成されたフランジ２を介して行うことができる。すでに図３でも説明したように
、渦流発生体は、流れ方向に対して垂直に配置された２つの孔付き金属薄板９ａ，９ｂを
有している。この場合、図示の事例では、両孔付き金属薄板９ａ，９ｂの間に別の２つの
孔付き金属薄板９ｃが配置されている。両孔付き金属薄板９ｃは互いにＶ字形に延びてい
る。この場合、内側の孔付き金属薄板の間には、たとえば３０゜のそれぞれ異なる角度が
選択されてよい。
【００５３】
　このような渦流発生体は、たとえば図９に詳しく示してある。特に図９に示した右上の
平面図で明らかであるように、水はその流路において著しい妨害を、鉛直な孔付き金属薄
板の間に配置された別の孔付き金属薄板９ｃによっても被る。図９に示したように、孔付
き金属薄板に設けられた孔は、流れ方向に対して垂直に円形の横断面を有している。この
場合、図４には、別の択一的な横断面形状、たとえばほぼ円セグメント状の切欠きも示し
てある。孔付き金属薄板に設けられた孔に対して、基本的には、任意の形状が考慮される
ことをここに述べておかなければならない。
【００５４】
　この構成でも明らかであるように、個々の孔の横断面は、それぞれ異なる形状付与を有
しているだけでなく、それぞれ異なるサイズも有している。
【００５５】
　前述したように、渦流発生体９は犠牲陽極４に対してスペーサ１４によって間隔を置い
て配置されていて、絶縁リング１０によって電気的に絶縁されている。
【００５６】
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　ここで、主として全ての構成に認めることができるように、流れ方向に対して垂直に配
置された孔付き金属薄板の形状はほぼ円形であり、スリーブの内径に適合されている。こ
の場合、丁度図４で犠牲陽極に対して左側に認めることができるように、流れ方向で見て
第１の鉛直な孔付き金属薄板９ａは、フランジ付設部の内部で、特にアンダカット内に保
持することもできる。
【００５７】
　図５には、さらに僅かに変更された、ほぼ図４と同様の構成が示してある。しかし、こ
の場合、ここでは、流れ方向に対して垂直に配置された２つの孔付き金属薄板９ａ，９ｂ
の間で流れ方向で互いに近づく方向に延びる両孔付き金属薄板９ｃが、接近する両端部で
、スリーブ１の中心軸線に対して所定の間隔を有している。特に図５に示した斜視的な断
面図および平面図で明確となるように、ここでは、流れ方向に対して垂直に配置された第
１の孔付き金属薄板９ａに関して、この金属薄板の内部の孔のそれぞれ異なる横断面形状
だけでなく横断面積も実現されている。基本的に、ここでは、任意の形状構成が選択され
てよい。この場合、孔は、隣り合った孔の間に安定性の肉薄のウェブしか生ぜしめられな
いように形成され得る。１つの変化形では、１つの孔付き金属薄板がただ１つの孔または
極めて少ない大きな孔を有しており、これによって、このような孔付き金属薄板がほぼリ
ングに変化していて、内側の孔付き金属薄板に対する固定可能性として働くことが提案さ
れていてもよい。
【００５８】
　図５に示した本発明による水処理装置の正面の平面図がここでも同じく明確に示してい
るように、水はその流れにおいて、渦流発生させる著しい妨害を被る。これによって、有
利な作用が生ぜしめられる。
【００５９】
　図６には、金属製のスリーブを備えた水処理装置が示してある。スリーブ内には、２つ
の犠牲陽極４が連続して直接間隔なしに配置されている。陽極数と無関係に、ここでは、
両渦流発生体の別の形状が、螺旋状にねじられた孔付き金属薄板９ｃによって実現されて
いる。この孔付き金属薄板９ｃは鉛直な２つの孔付き金属薄板９ａ，９ｂの間に配置され
ている。ここに認めることができるように、この両孔付き金属薄板の間には差込み結合部
が設けられている。孔付き金属薄板はその端部側に、突出した少なくとも１つの舌片９ｄ
を有している。この舌片９ｄは、鉛直な孔付き金属薄板に設けられた、たとえばスリット
状の切欠きを貫通可能であり、その後、固定のために折り返される。
【００６０】
　前述した図面には、渦流発生体および犠牲陽極の構成および数に関する特徴が任意に変
更可能であり、かつ／または組合せ可能である構成が示してある。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】流れ方向に対して垂直に犠牲陽極に対して間隔を置いて配置された個々の孔付き
金属薄板を備えた水処理装置を示す図である。
【図２】流れ通路を有する渦流発生体を備えた水処理装置を示す図である。
【図３】流れ方向に対して垂直に配置された２つの孔付き金属薄板と、両孔付き金属薄板
の間に配置された別の１つの孔付き金属薄板とから成る渦流発生体を備えた水処理装置を
示す図である。
【図４】流れ方向に対して垂直に配置された２つの孔付き金属薄板の間に設けられたＶ字
形に配置された別の２つの孔付き金属薄板を備えた渦流発生体を示す図である。
【図５】図４に類似の装置を示す図であり、この場合、鉛直に位置する両孔付き金属薄板
の間に配置された別の２つの孔付き金属薄板が、増加させられた間隔を互いに有している
。
【図６】２つの犠牲陽極と、螺旋状にねじられた渦流発生体とを備えた水処理装置を示す
図である。
【図７】犠牲陽極の一般的な構成を示す図である。
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【図８】図３に示した構成による渦流発生体を示す図である。
【図９】図４に示した構成による渦流発生体を示す図である。
【符号の説明】
【００６２】
　１　スリーブ、　２　接続エレメント、　３　シールリング、　４　犠牲陽極、　５　
溝、　６　シールリング、　７　領域、　８　通路、　９　渦流発生体、　９ａ，９ｂ，
９ｃ　孔付き金属薄板、　９ｄ　舌片、　１０　絶縁リング、　１１　スペーサ、　１２
　雌ねじ山、　１３　スナップリング、　１４　スペーサ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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